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Die f olgenden Angaben aind dan vom AraneMer etngemchten Untorlagen entnommen 

(g) Vorrichtung fur den Transport von flachen, vorzugsweise kreisscheibenfdrmigen Substraten 

(§) Bei einer Vorrichtung fur den Transport von compact 
' discs von und zu verschiedenen Behandlungsstationen, 
bestehend au8 efner Offnungen (15, 15', ...) aufweisenden 
ersten Transportschefbe (3), bei der an den Randberei- 
chen der Cffnungen Grelfer mit in die Offnungen hmein- 
ragenden Naaen zum IHalten der Substrate gelagert sfnd, 
die sfch jedoch aus den von den fiffnungen begrenzten 
Bereichen herauabewegen, wann die Greifer verschwenkt 
werden, fat einazweiteTranaportschelbe (2) etwa gleicher 
Art und GroUe in einer Ebene unterhalb der Ebene der er- 
sten Transportscheibe (3) drehbar gelagert, deren Rotati- 
onsach&e (R2) zur Rotatjonsebene der eraten Transport- 
scheibe (Rj) paraliel auagerichtet (at, wobei die zweite 
Transportscheibe (2) einen Abatand zur eraten Rotationa- 
achsa (R-]) aufweist, der geringer bemaasen ist als der 
Durchmeaser efner Transportscheibe, wobei unterhalb 
dea von beiden Transportschelben (2, 3) uberdeckten Sek- 
tors eine Hubvorrichtung (31) mit einem vertiical beweg- 
baren, motorfach angetriebenen StdfSel (32) vorgesehen 
1st, der ein von der zwelten Transportschefbe (2) gehalte- 
nes Substrat (30, 30*, ...) bfs auf dfe Ebene der ereten 
Transportscheibe (3) anhebt, wo es von den Greffern der 
ersten Transportschefbe (3) Obernommen und gegen ein 
Durchfallen nach unten zu gehaltan und fn Drehrichtung 
(P) weftertransportfert wird. 



UJ 


BUNDESDRUCKEREI 09.99 902 046)^20/1 21 


#DE 198 21 

Beschreibung 

Die Erfindung betriflt eine Vorrichtung ftir den IVanspoit 
VQD flachen, voizupweise kreisscheiben^nnigen Substia- 
ten mit zentralBn OfFnimgen, sogenazinteD compact discs, 5 
von uod zu YerschiedeDen BehandLungsstationen, bestehend 
aus mehieren zweianrngen, inRahmen auf Bolzen zwiscbcn 
Anscblagen Idppbar geLagerten, als zweiarmige Hebel aus- 
gebildeten Gmfem, wobei die L^gsacbsen der Bolzen tan- 
gential 2u sicb vertikal erstreckenden, kreisformigen, die lO 
Substrate umschlieBcnden Ofihungen einer die Rahmen tra- 
gcndcn ersten IVansportscheibe ausgcricbtet und gleichtna- 
fiig um die Offoungen veiteUt angeordnet sind, deien 
DiucbmessBT grofier bemessen sind als der AuBendurchmes- 
ser der Substrate, wobei die Bolzen fest an den Rahmen ge- 15 
haltea sind und die auf den Bolzen gelagerten Greifer je- 
weils mil einem Arm in radialer Richtung zur Mitte der Off- 
nung bin um ein bestimmtes Mal3 in diese hineiniagen, 
wenn der Arm des jeweiligen Grdfers sich in dner ersten 
horizontalen Position bcfindct, sich jedoch aus dem von der 20 
OOhung begrenzten Bereicb herausbewegU wenn die freien 
Enden der Arme der Greifer in eine zur Horizontalen ge- 
ncigte zweite Position verschwenkt werden, wobei jeder der 
Greifer motorisch anticibbar isL 

In der Vakuum-ProzeBtechnik - insbesondere in der 25 
Diinnscbicht-lbchnik - ist das Beschichten von kreisscbei- 
ben^nxiigen Substraten, beispielswdse von GLas- oder Alu- 
miniumscbeiben fOr magnetische oder mE^eto-opdsche 
Pat^itr9ger bekannt Diese scheibenfOrmigen Substrate 
weiden als Speichermedien fUr digitale Information vielf^- 30 
tig verwendeL In einem SputterpiozcB werden beispiels- 
weisc geprfigte Kunststoffschciben mit tincc Aluminium- 
schicbt iiberzogen. Die bierzu eingesetzten Sputter-Be- 
schicbtungsanlagen besitzen in aller Regel eine automati- 
sierte Handling-Einrichtung fUr die Beforderung der Sub- 35 
strate vor, in und binter einer Vakuumkammer. 

Von einem Puffer aus transportiert beispielsweise ein 
Scbwenkarm eines Handling-Systems die Substrate in die 
Vakuumkammer. In der Kammer werden dann die Substrate 
auf einen Diehteller aufgelegt und mit diesem durch die ein- 40 
zelnen Stationeo der ^^kuumkamm^r hindurchbewegt Zum 
Be- undEntladen der Diefateller mit den Substraten sind im 
Stand der Ibchnik zablreiche Vbrrichtungen zum Greifen 
und Halten bekannt 

Bisher wurden in den Vakuumkammem meist solche 45 
Greifer verwendet, die mitlels einer Vakuum-Schiebedurch- 
fubrung von auBerhalb der Kammer betatigt werden. 

Diese bekannten Voirichtungen haben den Nachteil, daB 
sie meist zu viele bewegte Tbile enthalten, daB durch die 
GLeitbewegungen in den SchiebedurchfUhrungen uner- SO 
wOnschte Partikel erzeugt werden, die spater in den Be- 
schichtungsraum gelangen und das Beschichtungseigebnis 
nachteilig beeinfiLusaen. Wdtertdn laBt sich bei solchen 
Schiebediiicfafiihnmgen in aller Regel nach einer bestimm- 
ten Belziebadauer ein Dichtungsverscbleifi ieststellen, der SS 
immer dne Leckage der Vakuumkammer und somit eine 
zeit- und kostenintensive Reparatur zur Folge haL 

Man hat deshalb bereits eine VDrrichtung vorgescblagen 
(G 93 07 263.5) zum Greifen und Halten eines flachen, vor- 
zugsweise scbeibenf&rmigen Substrats, im wesentlicben be- 60 
stehend aus mehieren fingerf5rmigen Gieifem und einer 
Membran aus elastiscbem Material, die eine in einem druck- 
festen Gehause angeordnete Of&iung verschlieBt, wobei auf 
der M)rder- und ROckseite der Membran unterschiedliche 
Drticke einstellbar sind und die Membran so angeordnet ist, 6S 
daB sie bei anliegrader DruckdifFerenz eine Ausbnkung aus 
ihrer Ruhelage ausfiihit und bei Druckgldchheit durch eine 
Druckfeder wieder in ihre Ruhelage zurOcksteUbar ist und 
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wobei die Greifer mit ilirem jeweils einen Ende mechanisch 
mit der Membran so verbunden sind, daB sie mit ihrem an- 
deren, &den Ende eine Sdiwenkbewegung proportional zur 
Auslenkung der Membran zum Greifen und Haltea, bczie- 
hungsweise Fieigeben des Substrats ausfOhren. 

Man hat femer bereits eine Vorrichtung zimi Greifen und 
Halten eines flachoi, vorzugsweise kreisscheibenfbrmigen 
Substrats, bd spiels weise einer Compact Disc vorgescblagen 
(DE 197 05 394.7), bestehend aus mehreren fingerformigen, 
in einem Gehause kippbar gelagerten Grdfem, wobd die 
Greifer in Offhungen oder Durchbriichen im Kopfteil des 
GebSuses gehalten und gefuhrt sind, die Kippbewcgungcn 
der Greifer um Achsen quer zur LSngsachse des GehSuses 
gestatten, wobd die Kippachsen aller Greifer sich in einer 
Ebene erstrecken und zusammen ein die Langsachse um- 
schlieBendes Meieck bilden, wobei an den dem Substrat ab- 
gekehrten Enden der Grdfer jeweils Magneto fest angeord- 
net sind, die mit einem im Gehause oberhalb der Magnete 
vorgesehenen Elektromagneten zusammenwirken, dessen 
Magnetfeldacbse mit der Langsadise des Gehauses zusam- 
menfallt und der die mit Magneten versehenen Greiferenden 
je nach Polung des Elektromagneten zwischen zwei An- 
schlSgen bin- und hcrbewegL 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein System zum Halten eines flachen Substrats mit hoher 
Betriebssichexhdt zu schafFen, das eine besonders scho- 
nende Behandlung d^ Substrate sicherstellt, das preiswert 
bearstellbar ist und eine flache Bauweise ermSglicht. Insbe- 
sondere soil die ^^rricbtung Substrate nachdnander zu ei- 
ner VielzahL von Behandlur^stationen £&rdem, wobei die 
Behandlungsstationen als separate Euiheiten beliebig aus- 
tauschbar und in beliebiger Reihenfolge beistellbar sein sol- 
len. 

Diese Aufgabe wird gemSQ der &findung gelttst durch 
cine zweite IVansportscheibe gleicher Art und GroBe in ei- 
ner Ebene unterhalb der Ebene der ersten, dcren Rotations- 
achse zur Rotationsachse der ersten TVansportscbeibe paral- 
lel ausgerichtet ist und einen Abstand zur ersten Rotations- 
achse aufweist, der gcring«: bemessen ist als der Durchmes- 
ser einer Transportscheibe, wobd unterhalb des von beiden 
TVansportscheiben Qberdeckten Seklors dne Hubvorrich- 
tung mit einem veilikal bewegbaren, motorisch angetrie^ 
bene Stempel voigesehen ist, der ein von der tiefer liegen- 
den zweiten Transportscbeibe gehaltenes Substrat bis zur 
Ebene der ersten, h6her liegenden IVansportschdbe anhebt, 
wo das Substrat von den Greifem der ersten IVansport- 
scheibe ubemommen und gegen ein Durchfallen nach unten 
zu gehalten und wcitertransportiert wird. 

Die Erfindung laBt die verscbiedensten Ausfubrungsmdg- 
Uchkdten zu; eine davon ist in den anhMngenden Zeichnun- 
gen rdn schematisch dargestellt, und zwar zdgen: 

Fig. 1 zwei TVansportkarusselle mit Antriebsmotoren, 
Getrieben und mit kreisschdbenf&rmigen IVansportschei- 
ben in der Diau&icht und in der Sdtenansicht und teilweise 
imSchnitt, 

Fig. 2 einen Ausschnitt aus einer TVansportschdbe gemMfi 
Fig. 1 in der Draufdcht, 

Fig, 3 einen Grdfer der Anordnung gemMB Fig, 2 in der 
Seitenansicht, 

Fig. 4 bis 7 einen Greifer in verschiedenen Ansichten und 
in vergrbBerten Darstellungen und 

Fig, 8 einen Tbilschnitt quer durch die TVansportscheibe 
mit Greifer und Greiferbetatigung in der Seitenansicht 

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus zwei kreis- 
scheibenfbrmigen Transportscheiben 2, 3, zwei Antriebs- 
motoren 4, 8 mit Getrieben 5, 9 und Antriebsflanschen 6, 7, 
GreaferbetMtigungen 10, 10", . . ., Sensoren (nicht daigestdlt) 
und den kreisringf&rmigen Rahmen 13, 13', ... der IVans- 
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portscheiben 2, 3 tnit den in diesen kippbar gelag^ljen Grei- 
fcm 14,14',... . 

In den Transportscheiben 2, 3 sind auf ihren Umfangen 
glelchmaBig verteilt jeweils 16 kreisfdnnige Aussparungen 
Oder Offhungeo 15, 15", . . . angeordnet, die jeweils von 5 
krdsringfbrmig ausgefonnten, an einer Seite offenen Rab- 
men 13, 13', . . . umscblossen sind, in denen jeweils drei 
Grcifer 14, 14', 14", ... auf Bolzen 16, 16', . . . zwischen 
Anscblagen 18, 18a; 18*, 18a'; . . . gelagert sind, und zwar in 
Ausnehmungen 19, 1^, . . ., die in den Gehausen 13, 13', ... 10 
vorgeschen sind. Auf einer (in Fig. 1 angcdeuteten) ortsfe- 
sten Stutzplatte 17 obcrhalb der IVansportscheibc 3 sind je- 
weils oberiialb der Greifer 14, 14*, . . . Greifeibet^tigungen 
10, 10', . . . (Fig. 8} befestigt, die jeweils mit einem ELektio- 
magneten 20, 20\ . . . ausgestattet sind, die jeweils uber ei- is 
nen StdSel 21, 21', . . . dnen Fermaneatmagneten 22, 22', 
. . . auf- bzw. abwMs bewegen kdnnen. 

Wenn sich die IVansportscheibe 3 in Pfeilrichtung P dr^t 
und die Substrate (die compact disc's) 30, 30', ... in der Po- 
sition I aufgenommen werden, in dem sie von einem (nicht 20 
dargestellten) Transportarm in die Ausspaning 15" eingelegt 
weiden, so dafi die Substrate 30, 30^, . . . jeweils auf den diei 
einer Offiiung 15, 15', . . . zugcordneten Gteifcm 14"', . . . 
mit ihren radial auBeren Randpartien aufliegen, dann kann 
das jeweilige Substrat 30 durcb Weiteidrehen der TVansport- 25 
scbeibe 3 in Schritten um jeweils 22,5° Drehwinkel von Sta- 
tion zu Station wdterbefQrdext werden, bis das Substrat 
schliefilich die Station X ertdicht hat und dort daduich aus 
seiner Halterung gel3st wird, daB die diei sie hattenden 
Greifer 14, .von der in Fig, 2, 3 und 8 dargestellten Pdsi- 30 
tion gleichzeitig in Pfeibichtung F nach untcn geschwenkt 
werden (Fig. 3) und dadurch aus dem Bereich des scheiben- 
f6rmigen Substrats 30 gelangen und dieses auf die Substrat- 
aufiiahme bzw. die Gieifer 14* . , , der IVansportscheibe 2 
fallen lassen. ^ 

Die Schwcnkbewegung der Grcifer 14, 14', . . . wird da- 
durch bewirkt, dafi der Permanentmagnet 22, 22', . . . (Fig. 
8) vom jeweils zugeordneteo Elektromagneten 20, 20', , . . 
abw^ bewegt wird, wobei der Permanentmagnet 22, 22', 
. . . den Magneten 25, 25*, . . . anzieht, wozu sich verschie- 40 
dennamige PgIb gegraiiberliegen, d. h, daB z. B. der unten 
liegende Pol des Magneten 22 ein Siidpol 1st und der oben 
liegende Pol des Magneten 25, 25' ein Nordpol ist. Da jeder 
Gieifer 14, 14', . . . neben einem mit dem Magneten 22, 22', 

. . , konespondierenden Magneten 25, 25', nocb zwei 45 

weiteie Pennanentmagneten 24, 24a bzw. 24' , 24a^ . . . auf- 
weist, die mit Magneten konrespondieren bzw. von Magne- 
ten angezogen werden, die im Rahmen 13, 13', . . . angeord- 
net sind, und zwar derart, dafi diese Magneten unmittelbar 
neben den Magneten 24, 24a, . . . liegen, wenn die Greifer SO 
14, 14', . . .jeweils die in den F^ 2 und 3 dargestellte Stel- 
lung (Sperrstellung) dnnehmen. Die Greifer 14, 14', . . . 
werden also jeweils von den Magneten 24, 26, . . . bzw. 24a, 
26a, ... in der Spensteliung gehaiten und kdnnen dann 
durch Absenken dsc Magnete 22, 22', ... aus dieser Stellung SS 
entgegen der Pfeibichtung F (Fig. 3) in die Ldsestellung ge^ 
kippt werden, wozu jeweils der Elektromagnet 20, 20*, . . . 
der jeweiligen GieiferbetStigung 10, 10', , . . elektrisch an- 
gesteuert wird. Die zweiarmigen Greifer 14, 14*, . . . selbst 
sind jeweils an den einander zugekehrten Enden mit Grei- fio 
femasen 27, 27, . . . versdien, auf deren oberer Seite in der 
Haltestellung jeweils die Randpartie eines Substrats 30 auf- 
liegt. 

Wic in Fig. 1 angedeutet, kOnnen an den Peripherien da 
beiden IVanspoitscheiben 3, 2 Bcarbeitungsstationen 11, 6S 
11', 11'*, . . . angeordnet sein, die beispielsweise mit 
Schwenkgreifem 12, 12*, . . . ausgerOstet sii^ die die Sub- 
strate 30p 30'p . . . voQ den Transportscheiben 3, 2 abheben 
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und zur Beaibeitungsstelle transportieren, von wo aus sie 
nach dem jeweiligen Bearbeitungsschiitt zunicktranspor- 
dert und auf der TVansportscheibe 2 bzw. 3 abgelegt werden. 
Dieses Hin- und Hertranspartieren der Substrate 30, 30', . . . 
mittels Schwenkgieafer 12, 12*, ... in ^ner Schwenkbewe^ 
gung erfolgt zweckmflfiigerweise Lm Ikkt der Weiteidre- 
hung der Transportscheiben 2, 3, d. h. daB alle IVansport- 
schritte synchron erfolgen. Es ist auch klar, dafi die Beaifoei- 
tung eines Substrats 30, . . . auch erfolgen kann, wahrend 
das Substrat auf der IVansportscheibe 2 bzw. 3 liegt bzw. 
von dieser gehaiten wird. Die in Fig. 1 angcdeuteten Bcar- 
beitungsstationen (z. B. Lackierer, Vakuumbeschichter, 
Ttockner, KontroUgerSt, Klebestation) sollen nur zeigen, 
dafi dieser Stationen in beliebiger Reihenfolge an den Peri- 
pherien der beiden IVansportscheiben 2, 3 voigesehen sein 
k^en. 

Aus Fig. 1 ist ebenfalls eine motorische Hubvorrichtung 
31 ersichtiich, deren StQM 32 mit Hubteller 33 vertiJcal (in 
Pfeilrichtung H) bewegbar isL Diese Hubvorrichtung 31 ist 
genau unterhalb des Schnittpunkts der beiden Linien A-B 
bzw. B-C angeordnet, d, h. auch im Schnittpunkt der Tbil- 
kreisB T^, T2 der beiden Transportscheiben 2, 3. Da beide 
Transportscheiben 2, 3 gleichsinnlg angetrieben sind bzw. 
gleichzeitig schrittweise in Pfeilrichtung P um jeweils 22,5^ 
(1/16 Umdrehung) weitergeschaltet werden, hebt der Hub- 
teller 33 das jeweils an der Schnittstelle eingetioffene Sub- 
surat 30, 30', ... an und transportiert es von der Ebene der 
Transportscheibe 2 aufwSrts bis in die Ebene der Ihmsport- 
scheibe 3. Das Substrat 30, 30*, . . . kann nun von der IVans- 
portscheibe 3 bis in die Position H weiterbewegt werden, wo 
es mittels einer nicht naher dargestellten Vorrichtung vom 
Transportteller3 abgenommen werden kann. 

Bezugszeichenliste 

2 Transportscheibe 

3 Transportscheibe 

4 Antriebsmotor 

5 Gctriebe 

6 Antriebsflansch 

7 Antriebsflansch 

8 Antriebsmotor 
9Cktriebe 

10, 10" , . . . Greifeibetatigung 

U, 11\ Bearfoeitungsstation 

12, 12' , . . . Schwenkgreifer 

13, U , . . . kreisringfbrmiger Rahmen, Gehausering 

14, W , . . . Greifer 

15, IS' , . . . Aussparung, Otfnung 
16, 16^ , . . . Bolzen 

17 Stutzplatte 

18, 18a; 18', 18a' , . . . Anschlag 

19, 1!!' , . . . Ausnehmung 

20, 2ff , . . . Elektromagnet 

21,2r,...SttiBel 

22, 22* , . . . Permanentmagnet 

23 Substrataufhahme 

24, 24a , . . . Magnet, Permanentmagnet 

25, 25* , . . . Magnet, PermanentmagnBt 

26, 26^ , . . . Magnet, Permanentmagnet 

27, 27 , . . . Nase, Vorderkante 

28, 28a , . . . Seitenflache 

29, 2Sr , . . . Seitenflache 

30, 30' , . . . Substrat 

31 Hubvorrichtung 

32St58el 

33 Hubteller 
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Vorrichtung fur den 'ftansport woa flachen, vorzugs- 
weise krdsscheibenfdrmigea Substraten (30, 30\ . . .) 
mit zentralen Offnungen, scsgenanntcD compact discs, 5 
von und zu verscMedBnen BehandlungsstatioDezi, be- 
stehend aus mehreren zweiartnigen, in Rahmen (13, 
13', . . .) auf Bolzen (16, 16', . . .) zwischen Anschl^gen 
(18*, 18a'; . . .) kippbar gelageiten, als zweiannige He- 
bel ausgebildeten Greifem (14, 14', . . .), wobei die 10 
L^gsachsen der Bolzen tangential zu sich verdkal er- 
streckenden, kreisformigen, die Substrate umschlie- 
Benden Ofifnungen (15, 15', . . .) einer die Rahmen tra- 
gendeo ersten T^ansportscheibe (3) ausgerichtet und 
gleichmaBig um die Offhungen verteilt angeoidnet 15 
sind, deren Durchmesser gr&Ber bemessen ist als der 
AuBenduichmesser der Substrate, wobei die Bolzen 
(16, 16', , . .) fest an den Rahmen (13, 13*, . . .) gehalten 
sind und die auf den Bolzen gelageiten Greifer C14, 14', 
. . .) jeweils mit dner Nase (27, 27\ . . ,) In radialer 20 
Richtung zur Mitte der Qfihung bin um ein bestinuntes 
Mal3 in diese hineinragen, wenn die Nase des jeweili- 
gen Grcifers sich in ciner ersten horizontalen Position 
bcfindet, sich jedoch aus dcm von der Offhung bc- 
grenzten Bereich herausbewegt, wenn die fieien Enden 25 
der Nasen der Greifer in eine zur Horizontalen geneigte 
zweite Position verschwenkt wcrden, wobei jeder der 
Greifer (14, 14', . . .) motoiisdi antteibbar ist, und wo- 
bei eine zweite 'Dransportscheibe (2) etwa gleicher Art 
und GroBe in einer Riene unteyhalb der Ebene der er- 30 
sten diehbar gela^gert ist, derai Rotadonsachse R2 zur 
Rotadonsachse der ersten IVansportscheibe Ri parallel 
ausgerichtet ist und einen Abstand zur ersten Rotati- 
onsachse Ri aufweist, der gennger bemessen ist als der 
Durchmesser ciner Transportscheibe, wobei untcrhalb 35 
des von beiden IVansportscheiben (2, 3) iiberdeckten 
Sektors eine Hubvordchtung (31) mit einem vertikal 
bewegbaren, motorisch angetriebenen Stempel oder 
StoM (32) vorgesehen ist, der ein von der zwciten 
Transportscheibe (2) gehaltenes Substrat (30, 30', . . .) 
bin zur Ebene der eisicn Transportscheibe (3) anhebt, 
wo es von den Gr^em (14, 14', . . .} der ersten Trans- 
portscheibe (3) Obemommen und gegen dn Duichfol- 
len nach untea zu gehalten und in Drdirichtung (?) 
weitertransportiert wird. 45 
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